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DESCRIPCION

Dispositivo para almacenar una pila de laminas en una maquina de transformacién y maquina de transformacién
correspondiente

La invencién se refiere a un dispositivo para almacenar una pila de laminas en una maquina de transformacién y
a una maquina de transformacion.

Las maquinas de transformacion se usan en la industria del embalaje para procesar materias primas, por ejemplo,
cartéon, papel o papel de aluminio, hasta conseguir productos intermedios o terminados, normalmente en forma de
laminas. Las operaciones de transformacion pueden ser impresién, corte, doblado, estampado y/o plegado-
encolado. En consecuencia, el término "maquina de transformacién" en el presente documento también significa,
en general, maquina de procesamiento de laminas. Las laminas pueden recogerse en montones verticales después
de la transformacién en una zona de apilamiento designada de la maquina de transformacién.

Con el fin de controlar la calidad de las laminas producidas, es necesario recoger habitualmente laminas de
muestra durante la operacién de la maquina de transformacién. Por este motivo, las maquinas de transformacién
pueden tener mecanismos para crear de forma temporal un acceso a la zona de apilamiento de manera que un
operador pueda coger manualmente laminas de muestra de la pila de laminas producidas.

En el presente documento, se conocen ejemplos como el documento US 2007/102875 A1, que muestra un
dispositivo para transportar articulos laminares, en particular laminas estampadas, mediante el que pueden
alimentarse de manera opcional articulos laminares transportados por diversas rutas de transporte,
proporcionandose, en particular, diversos montones de entrega al final de la ruta de transporte. Al menos un médulo
de transporte se designa como un punto de conmutacién mecéanica con el fin de desviar un articulo laminar
transportado en su ruta de transporte.

Otros ejemplos de dispositivos de muestreo en maquinas de transformacion se describen en los documentos DE
553 079 C, DE196 122 80 A1, DE 10 2020 19221434 A1y US 3 966 195 A1.

Sin embargo, para garantizar un acceso controlado y seguro para el operador, los mecanismos conocidos
necesitan sistemas de seguridad redundantes que limiten el espacio disponible para el operador y/o requieren que
la maquina de transformacién detenga la produccion de laminas durante largos periodos de tiempo.

El objetivo de la invencién es proporcionar un dispositivo que permita una recogida mas sencilla de laminas de
muestra en una maquina de transformacién. Preferiblemente, el dispositivo permite reducir el tiempo de inactividad
de una maquina de transformacion.

El objetivo de la invencion se resuelve mediante un dispositivo para almacenar una pila de laminas en una maquina
de transformacion, en la que el dispositivo comprende un mecanismo de transferencia para suministrar laminas a
una zona de apilamiento del dispositivo, y una placa de muestreo que puede ajustarse entre una posicion de
muestreo y una posicién de acceso, en la que la parte superior de la zona de apilamiento esta cubierta por la placa
de muestreo cuando la placa de muestreo esta en la posicidon de muestreo, de modo que la placa de muestreo
recoge las laminas suministradas por el mecanismo de transferencia, y en la que la parte superior de la zona de
apilamiento esta libre cuando la placa de muestreo esta en la posicion de acceso.

En el presente documento, la expresién "la zona de apilamiento esta cubierta” significa que la placa de muestreo
se dispone por encima de la zona de apilamiento de modo que las laminas suministradas por el mecanismo de
transferencia ya no pueden alcanzar la zona de apilamiento, sino que las recoge la placa de muestreo.

La placa de muestreo cubre por completo especialmente la parte superior de la zona de apilamiento.

Las laminas estan sujetas a una o mas operaciones de transformacién por la maquina de transformacién, por
ejemplo, impresion, corte, doblado, estampado y/o plegado-encolado, y se alimentan por la maquina de
transformacién por medio del mecanismo de transferencia a la zona de apilamiento.

El mecanismo de transferencia puede ser el mismo mecanismo de transferencia usado en la maquina de
transformacidén general o puede conectarse a un mecanismo de transferencia de la maquina de transformacion
adicional.

Durante la operacién de la maquina de transformacion, las laminas se amontonan en una pila vertical en la zona
de apilamiento del dispositivo, siempre que la placa de muestreo esté en |la posicién de acceso. En cambio, si la
placa de muestreo esta en la posicion de muestreo, las laminas producidas por la maquina de transformacion se
recogen en la placa de muestreo.

Preferiblemente, en la posicion de muestreo, la placa de muestreo esta paralela a las laminas en la pila de laminas,
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de modo que las laminas adicionales producidas por la maquina de transformacidon puedan colocarse en la placa
de muestreo de la misma forma en que se amontonarian en la pila de laminas.

Las laminas pueden estar hechas de carton, papel, papel de aluminio o un material compuesto.

El dispositivo segun la invencidn permite recoger laminas de muestra de una forma sencilla al ajustar la posicién
de la placa de muestreo. Después, puede recogerse la al menos una lamina de muestra en la placa de muestreo
y puede comprobarse su calidad.

Preferiblemente, un operador puede alcanzar la placa de muestreo para recoger las laminas cuando la placa de
muestreo estd en la posicion de acceso mientras la maquina de transformacion esta en un modo de
funcionamiento, es decir, mientras procesa laminas. De esta forma, se reduce el tiempo de inactividad de la
magquina de transformacion.

La placa de muestreo puede ajustarse desde la posicién de acceso hasta la posicién de muestreo de forma manual
y/o por un elemento de accionamiento.

Segun la invencidn, la placa de muestreo se extiende al menos parcialmente fuera de un alojamiento del dispositivo
cuando esta en la posicion de acceso.

Asimismo, el alojamiento del dispositivo puede ser el alojamiento de la maquina de transformacién.

Dicho de otro modo, la placa de muestreo se extiende al menos parcialmente fuera de la maquina de
transformacién para permitir que el operador coja facilmente las laminas recogidas por la placa de muestreo sin
necesidad de acceder a las partes interiores de la méaquina de transformacién.

En otra variante, la placa de muestreo puede acoplarse de manera extraible con una abertura del alojamiento. De
esta forma, es posible insertar la placa de muestreo en el dispositivo solo cuando sea necesario, es decir, cuando
haya que recoger laminas.

La placa de muestreo puede tener un borde plegable para voltear la parte de la placa de muestreo que se extiende
desde el alojamiento. Esto permite un almacenamiento mas compacto de la placa de muestreo cuando no sea
necesario recoger laminas.

En otra variante, la placa de muestreo comprende varios segmentos que pueden doblarse al menos parcialmente
uno contra el otro. Esto permite movimientos no lineales de la placa de muestreo cuando se ajusta entre la posicién
de muestreo y la posicion de acceso.

El dispositivo comprende preferiblemente un carril de guia que se extiende al menos parcialmente a lo largo de un
limite lateral de la zona de apilamiento y a lo largo del cual se mueve la placa de muestreo cuando se ajusta entre
la posicion de acceso y la posicidon de muestreo.

Al menos la parte del carril de guia que se extiende a lo largo del limite lateral de la zona de apilamiento puede
estar paralela a las laminas de la pila de laminas.

El carril de guia garantiza un movimiento controlado de la placa de muestreo cuando la placa de muestreo se
ajusta a la posicién de muestreo.

Preferiblemente, el dispositivo comprende dos carriles de guia en limites laterales opuestos de la zona de
apilamiento. De esta forma, se garantiza adicionalmente el movimiento de la placa de muestreo y se evita el
desplazamiento y la inclinacion de la placa de muestreo.

El uno o0 mas carriles de guia se extienden especialmente desde el alojamiento del dispositivo por toda la longitud
del respectivo limite lateral de la zona de apilamiento.

Preferiblemente, el dispositivo comprende un basculador que se dispone entre la placa de muestreo y un limite
delantero de la zona de apilamiento cuando la placa de muestreo esta en la posicién de acceso.

El basculador se usa para alinear las laminas en la pila de laminas cuando y/o después de que se suministren y/o
se hayan suministrado por el mecanismo de transferencia. Con este fin, el basculador puede inclinarse hacia atras
y hacia adelante, acercandose y alejandose del limite delantero de la zona de apilamiento, de modo que las laminas
en la zona de apilamiento se alineen entre si.

El limite delantero de la zona de apilamiento es especialmente perpendicular al limite lateral de la zona de
apilamiento.
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El basculador se extiende especialmente por toda la longitud del limite delantero de la zona de apilamiento.

Ademas, el dispositivo puede comprender al menos un basculador lateral dispuesto en el limite lateral de la zona
de apilamiento.

El basculador lateral también se usa para alinear las laminas en la pila de laminas cuando y/o después de que se
suministren y/o se hayan suministrado por el mecanismo de transferencia. Con este fin, el basculador lateral puede
inclinarse hacia atras y hacia adelante, acercandose y alejandose del limite lateral de la zona de apilamiento.

El dispositivo puede comprender varios basculadores laterales, especialmente al menos un basculador lateral en
ambos limites laterales de la zona de apilamiento.

El basculador lateral puede extenderse por toda la longitud del limite lateral de la zona de apilamiento.

En una realizacion, el basculador y/o el al menos un basculador lateral pueden ajustarse entre una posicién de
trabajo y una posicién de liberaciéon por un elemento de accionamiento, en el que la placa de muestreo puede
ajustarse en la posicién de muestreo solo cuando el basculador y/o el al menos un basculador lateral esta/estan
en la posicion de liberacion.

En esta realizacion, no es necesario montar el basculador y/o el basculador lateral de manera que estén en todo
momento por debajo o por encima del nivel en el que se mueve la placa de muestreo por la zona de apilamiento.
Esto permite reducir el tamafio necesario del dispositivo.

Al mismo tiempo, el basculador y/o el basculador lateral evita que la placa de muestreo bloquee de manera
accidental la zona de apilamiento.

El elemento de accionamiento puede comprender un pistdon que puede accionarse eléctrica, neumatica y/o
hidraulicamente.

El dispositivo puede comprender un sensor destinado a monitorizar la posicidén de la placa de muestreo.

El sensor se sitla especialmente entre el alojamiento del dispositivo y la zona de apilamiento, preferiblemente
entre el alojamiento del dispositivo y el basculador.

El sensor permite determinar si la placa de muestreo se mueve fuera de la posicion de acceso. En este caso, el
basculador y/o el uno o0 mas basculadores laterales pueden ajustarse automaticamente en la posicion de liberacion.

El sensor puede ser una barrera luminosa.

El objetivo de la invencién se resuelve, ademas, por una maquina de transformacién que comprende un dispositivo
tal como se describié anteriormente.

Las caracteristicas y ventajas adicionales resultaran evidentes a partir de la siguiente descripcion de la invencién
y a partir de las figuras adjuntas que muestran una realizaciéon no limitativa a modo de ejemplo de la invencién y
en la que:

- la figura 1 muestra un esquema de una maquina de transformacion que comprende un dispositivo segun la
invencién;

- la figura 2 muestra una vista en perspectiva de partes del dispositivo de la figura 1 con una placa de muestreo en
una posicion de acceso;

- la figura 3 muestra una vista en perspectiva del basculador del dispositivo de la figura 1,
- la figura 4 muestra una vista en perspectiva de un basculador lateral del dispositivo de la figura 1,
- la figura 5 muestra una vista en seccion transversal de un detalle del basculador lateral de la figura 4;

- la figura 6 muestra una vista en perspectiva de una seccién transversal del dispositivo de la figura 2 a lo largo del
plano A-A con la placa de muestreo en la posicién de acceso; y

- lafigura 7 muestra una vista en perspectiva de una seccién transversal del dispositivo de la figura 2 a lo largo del
plano A-A con la placa de muestreo en una posicion de muestreo.

La figura 1 muestra una maquina de transformacion 10 segun la invencién. La maquina de transformacion 10 se
compone de varios médulos que se disponen uno después del otro. En la realizacién mostrada, la maquina de
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transformacioén 10 comprende una estacién de carga 12, un alimentador 14, una estacién de transformacién 16,
una estacion de descarga 18 y un dispositivo 20 segun la invencién.

La maquina de transformacion 10 tiene una direccién de funcionamiento R que esta definida por la direccion en la
que se procesan las laminas.

La estacién de carga 12 se usa para suministrar a la maquina de transformacion 10 laminas de materia prima para
su procesamiento. Las laminas de materia prima pueden estar hechas de cartén, papel o plastico.

Las laminas de materia prima individuales se sacan de la estacidon de carga 12 por el alimentador 14 y se alimentan
a la estacién de transformacion 16.

La estacidn de transformacion 16 puede ser una estacion de corte, una estacién de grabado o una estacién de
estampado. En la realizacion mostrada, la maquina de transformacién comprende una prensa de platina 24. En la
estacion de transformacion 16, las laminas de materia prima se transforman en las laminas 22.

La estacidn de descarga 18 se usa para transferir las laminas 22 desde la estacién de transformacién 16 hasta
una zona de apilamiento 26 del dispositivo 20. La estacién de descarga 18 también puede usarse para garantizar
la alineacion correcta de las laminas 22.

Las laminas 22 se mueven a lo largo de la direccién de funcionamiento R por un mecanismo de transferencia 28.
El mecanismo de transferencia 28 esta destinado a transferir de manera individual cada una de las laminas 22
desde el alimentador 14 hasta el dispositivo 20.

El mecanismo de transferencia 28 comprende varias barras de agarre 30, que se turnan para agarrar una lamina
22 en su borde delantero y pasar la lamina 22 a través de las estaciones de la maquina de transformacion 10.

Las barras de agarre 30 estan conectadas a una cadena 32 que se mueve en un circulo cerrado. La cadena 32 se
mueve por etapas, por lo que con cada etapa la lamina 22 se mueve a la siguiente estacion de la maquina de
transformacién 10.

En el dispositivo 20, las laminas 22 se liberan del mecanismo de transferencia 28 para formar una pila de laminas
en la zona de apilamiento 26, por ejemplo, en una plataforma 34.

Por consiguiente, en la realizacién mostrada, se usa solo un mecanismo de transferencia 28 para todos los médulos
de la maquina de transformacién 10, incluido el dispositivo 20. En general, el dispositivo 20 podria comprender su
propio mecanismo de transferencia 28, que esta conectado a un mecanismo de transferencia de la maquina de
transformacion adicional.

En un limite delantero 36 de la zona de apilamiento 26, se dispone un basculador 38. El basculador 38 se usa para
alinear las laminas 22 procesadas a lo largo de la direccion de funcionamiento R en la zona de apilamiento 26.
Esto se lleva a cabo al proporcionar el basculador 38 una superficie plana contra la cual pueden empujarse las
laminas 22 cuando el mecanismo de transferencia 28 las suministra a la zona de apilamiento 26.

Ademas, el dispositivo 20 comprende un basculador trasero 39 que se dispone en un lado trasero de la zona de
apilamiento 26 opuesto al lado delantero de la zona de apilamiento 26. Por consiguiente, el basculador trasero 39
se dispone opuesto al basculador 38.

Ademas, el basculador 38 puede inclinarse hacia atras y hacia adelante para alinear las laminas 22 en la zona de
apilamiento 26.

El dispositivo 20 comprende un alojamiento 40 que en la realizacién mostrada también forma parte del alojamiento
de la maquina de transformacién 10.

El alojamiento 40 comprende una ventana 42, de modo que un operador de la maquina de transformacién 10
puede observar la maquina de transformacién 10, especialmente las laminas 22 en la zona de apilamiento 26.

El alojamiento 40 tiene, ademas, una abertura 43 a través de la cual una placa de muestreo 44 se extiende
parcialmente hacia fuera del alojamiento 40. La placa de muestreo 44 comprende, ademas, asas 45 que el
operador puede usar para ajustar la posicion de la placa de muestreo 44.

Asimismo, el dispositivo 20 tiene una unidad de visualizacién 46 con un panel de visualizacion 48 y elementos de
control 50. El panel de visualizacién 48 también puede ser un panel de visualizacion tactil. En este caso, los
elementos de control 50 pueden incorporarse al panel de visualizacion 48. Un operador puede usar la unidad de
visualizacidén 46 para controlar el dispositivo 20, preferiblemente para controlar todos los médulos de la maquina
de transformacién 10.
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La figura 2 muestra una vista en perspectiva de partes del dispositivo 20.

El basculador 38 y el basculador trasero 39 se extienden esencialmente por toda la longitud de la superficie
delantera y trasera de la zona de apilamiento 26, respectivamente.

Tal como puede verse en la figura 2, ademas del basculador 38 y del basculador trasero 39, el dispositivo 20
comprende, asimismo, dos basculadores laterales 52. Los basculadores laterales 52 se disponen en superficies
laterales de la zona de apilamiento 26, en el que cada uno de los dos basculadores laterales 52 se disponen
enfrentados entre si en superficies laterales opuestas de la zona de apilamiento 26.

El dispositivo 20 comprende, ademas, dos carriles de guia 54, extendiéndose cada uno a lo largo de uno de los
limites laterales de la zona de apilamiento 26. Asimismo, los carriles de guia 54 se extienden parcialmente hacia
fuera del alojamiento 40.

La placa de muestreo 44 se dispone en los carriles de guia 54.

En las figuras 1y 2, la placa de muestreo 44 esta en una posicién de acceso. En la posicion de acceso, la parte
superior de la zona de apilamiento 26 esta libre, de modo que las laminas 22 pueden transferirse por el mecanismo
de transferencia 28 a la zona de apilamiento 26 para formar una pila de laminas.

Asimismo, el basculador 38 se dispone a una altura tal que la placa de muestreo 44 no puede deslizarse alo largo
de los carriles de guia 54 por la zona de apilamiento 26, es decir, el basculador 38 bloquea el movimiento de la
placa de muestreo 44. Esta posicion del basculador 38 se denomina "posicion de trabajo".

El dispositivo 20 comprende, ademas, un sensor 55 que puede detectar la posicién de la placa de muestreo 44. El
sensor 55 puede ser una barrera luminosa.

La figura 3 muestra una vista en perspectiva del basculador 38 con mas detalle. Tal como se ilustra en la figura 3
mediante la flecha doble J, el basculador 38 puede moverse hacia atras y hacia adelante, acercandose y
alejandose de la zona de apilamiento 26.

Asimismo, el basculador 38 puede moverse hacia arriba y hacia abajo, tal como se ilustra mediante la flecha doble
K en la figura 3, para cambiar de la posicién de trabajo a una posiciéon de muestreo en la que el basculador 38 ya
no bloquea el movimiento de la placa de muestreo 44 a lo largo de los carriles de guia 54.

Los elementos de accionamiento 56, que son cilindros con pistones accionados eléctricamente, pueden mover el
basculador 38 a lo largo de las direcciones J y K. El basculador 38 también puede tener elementos de
accionamiento 56 separados para los respectivos movimientos a lo largo de las direcciones J y K.

La figura 4 muestra uno de los basculadores laterales 52 con mas detalle. El basculador lateral 52 puede moverse
lateralmente a lo largo de las direcciones ilustradas por la flecha doble L, y hacia arriba y hacia abajo a lo largo de
las direcciones ilustradas por la flecha doble M.

La figura 5 muestra una seccion transversal a lo largo del centro de la direccidon de extension del basculador lateral
52 de la figura 4.

El elemento de accionamiento 56 del basculador lateral 52 comprende dos cilindros 58 y 60, uno con un pistén 62
que se mueve a lo largo de la direccidn L y un segundo con un pistén 64 que se mueve a lo largo de la direccién
M. Ambos pistones 62, 64 pueden accionarse eléctrica, neumatica o hidraulicamente. Los pistones 62, 64 también
pueden usar mecanismos de accionamiento diferentes.

Los basculadores laterales 52 también pueden ajustarse en una posicién de trabajo en la que los basculadores
laterales 52 blogueen el movimiento de la placa de muestreo 44 a lo largo de los carriles de guia 54 y en una
posicién de muestreo en la que el basculador lateral 52 ya no bloquee el movimiento de la placa de muestreo 38
alo largo de los carriles de guia 54.

A continuacién, se describira el modo de funcionamiento del dispositivo 20 con referencia a las figuras 6 y 7, que
muestran vistas en perspectiva de una seccidn transversal a lo largo del plano A-A mostrado en la figura 2.

Durante la operacién por defecto de la maquina de transformacion 10, el mecanismo de transferencia 28 procesara
y suministrara las laminas 22 a la zona de apilamiento 26.

El basculador 38, el basculador trasero 39 y los basculadores laterales 52 se usan para alinear las laminas 22
suministradas a la zona de apilamiento 26.
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La placa de muestreo 44 esta en la posicion de acceso en la que se extiende parcialmente desde el alojamiento
40 hacia fuera. Por consiguiente, la placa de muestreo 44 esta fuera de la trayectoria de las laminas 22 hacia la
zona de apilamiento 26.

El operador de la maquina de transformacién 10 puede observar las laminas 22 que llegan a la zona de apilamiento
26 a través de la ventana 42. Si el operador decide coger laminas de muestra, por ejemplo, para comprobar la
calidad de las laminas 22 procesadas, puede iniciar un procedimiento de muestreo presionando un botén de
muestreo, que es uno de los elementos de control 50 de la unidad de visualizacién 46.

Esto evita que el mecanismo de transferencia 28 suministre nuevas laminas 22 a la zona de apilamiento 26 durante
un periodo de tiempo t1 seleccionado previamente, por ejemplo, entre 1y 3 segundos.

Ademas, el basculador 38 y los basculadores laterales 52 se mueven hacia abajo hasta llegar a sus posiciones de
muestreo mediante sus respectivos elementos de accionamiento 56, de modo que los carriles de guia 54 ya no
estan bloqueados.

Entonces, la unidad de visualizacion 46 da al operador una sefial de que la placa de muestreo 44 puede moverse
a la posicion de muestreo. La sefial puede darse visualmente en el panel de visualizacion 48 o acusticamente por
medio de un altavoz (no mostrado).

Entonces, el operador puede empujar la placa de muestreo 44 a través de |la abertura 43 por medio de las asas 45
hasta que la placa de muestreo 44 cubra la zona de apilamiento 26 (mostrado en la figura 7). La placa de muestreo
44 también podria moverse mediante un elemento de accionamiento (no mostrado).

Como alternativa, el basculador 38 y los basculadores laterales 52 también podrian cambiar automaticamente a
sus respectivas posiciones de muestreo, en cuanto el sensor 55 detecte que la placa de muestreo 44 se mueve
fuera de su posicidn de acceso.

Después del periodo de tiempo t1, el mecanismo de transferencia 28 suministra un namero predefinido de ldminas
22 al dispositivo 20. Dado que la zona de apilamiento 26 ahora esta cubierta por la placa de muestreo 44, estas
laminas 22 se recogen en la placa de muestreo 44.

El niUmero de laminas 22 puede ser un numero determinado basado en la cantidad deseada de laminas de muestra
y/o la altura total de las laminas de muestra recogidas en la placa de muestreo. El operador también puede
introducir o ajustar manualmente el nimero predefinido de laminas 22 con la unidad de visualizacion 46.

El nimero de laminas 22 debe ser suficientemente pequefio como para permitir el movimiento de la placa de
muestreo 44 y las laminas de muestra recogidas a través de la abertura 43.

Después de que se hayan recogido el numero predefinido de laminas de muestra, el mecanismo de transferencia
28 detiene de nuevo el suministro de laminas 22 durante un periodo de tiempo t2 determinado previamente.

Los periodos de tiempo t1 y t2 pueden tener la misma longitud o longitudes diferentes, y el operador puede ajustarlos
y/o elegirlos independientemente uno del otro.

Durante el periodo de tiempo to, el operador puede mover la placa de muestreo 44 de nuevo a la posicion de
acceso, quitando de ese modo las laminas de muestra recogidas del alojamiento 40.

Después del periodo de tiempo tz, el basculador 38 y los basculadores laterales 52 se mueven de nuevo a sus
posiciones de trabajo y el mecanismo de transferencia 28 vuelve a iniciar el suministro de laminas 22 procesadas
a la zona de apilamiento 26.

El operador puede coger facilmente las laminas de muestra de la placa de muestreo 44 fuera del alojamiento 40
mientras la maquina de transformacién empieza a funcionar de nuevo.

Por consiguiente, el dispositivo 20 permite reducir el tiempo de inactividad de la maquina de transformacion 10 y
proporciona una forma mas sencilla de recoger laminas de muestra.
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REIVINDICACIONES

Dispositivo para almacenar una pila de laminas en una maquina de transformacion (10), en el que el
dispositivo (20) comprende

un mecanismo de transferencia (28) para suministrar laminas (22) a una zona de apilamiento (26) del
dispositivo (22), y

una placa de muestreo (44) que puede ajustarse entre una posicidon de muestreo y una posicidon de acceso,

en el que la parte superior de la zona de apilamiento (26) esta cubierta por la placa de muestreo (44)
cuando la placa de muestreo (44) esta en la posicion de muestreo, de modo que la placa de muestreo
(44) recoge la lamina (22) suministrada por el mecanismo de transferencia (28), y en el que la parte
superior de la zona de apilamiento (26) esta libre cuando la placa de muestreo (44) esta en la posicién de
acceso, caracterizado porque

la placa de muestreo (44) se extiende al menos parcialmente fuera de un alojamiento (40) del dispositivo
(20) cuando estéa en la posicion de acceso.

Dispositivo segun la reivindicacién 1, en el que el dispositivo (20) comprende un carril de guia (54) que se
extiende al menos parcialmente a lo largo de un limite lateral de la zona de apilamiento (26) y a lo largo
del cual se mueve la placa de muestreo (44) cuando se ajusta entre la posicion de acceso y la posicion
de muestreo.

Dispositivo segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el dispositivo (20) comprende
un basculador (38) que se dispone entre la placa de muestreo (44) y un limite delantero de la zona de
apilamiento (26) cuando la placa de muestreo (44) esta en la posicién de acceso.

Dispositivo segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el dispositivo (20) comprende
al menos un basculador lateral (52) dispuesto en el limite lateral de la zona de apilamiento (26).

Dispositivo segun la reivindicacién 3 y/o 4, en el que el basculador (38) y/o el al menos un basculador
lateral (52) pueden ajustarse entre una posicion de trabajo y una posicién de liberacion por un elemento
de accionamiento (56), en el que la placa de muestreo (44) puede ajustarse en la posicién de muestreo
solo cuando el basculador (38) y/o el al menos un basculador lateral (52) esté/estan en la posicién de
liberacion.

Dispositivo segun cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el dispositivo (20) comprende
un sensor (55) destinado a monitorizar la posicion de la placa de muestreo (44).

Maquina de transformacién que comprende un dispositivo (20) segun cualquiera de las reivindicaciones
anteriores.
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Fig. 2
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Fig. 3
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Fig. 4
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